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Tematyka prezentowanej rozprawy skupia si¢ na zagadnieniu projektowania oraz budowy
nowoczesnego generatora impulsow wysokiego napigcia do zasilania reaktoréw plazmy nietermicznej. Ten
szczegblny rodzaj obcigzenia charakteryzuje si¢ duza zmienno$cig parametrow oraz cze¢stym wystepowaniem
zwar¢ elektrod podczas pracy. Pojemnosciowy charakter obcigzenia powoduje wysokie wartosci przeptywow
mocy biernej migdzy obcigzeniem, a obwodem wyjsciowym zasilacza wysokiego napigcia. Wysoka amplituda i
krotki czas narastania generowanych impulsdéw wysokiego napigcia w potaczeniu z nawet najmniejszymi
warto$ciami pasozytniczych parametréw obwodoéw wyjsciowych zasilacza sa zrodtem pola
elektromagnetycznego o wysokiej czgstotliwosci i wysokiej energii, co zwykle oznacza problemy ze spetnieniem
wymogow kompatybilno$ci elektromagnetycznej przez urzadzanie.

Gloéwng ideg pracy jest propozycja topologii zasilacza wysokiego napigcia, ktora bedzie niewrazliwa na zwarcia
oraz zmiany parametroOw obcigzenia w mozliwie szerokim zakresie. Cecha ta spowoduje rowniez wzrost
uniwersalno$ci urzadzenia, poniewaz zapewni mozliwos¢ zasilania reaktoréw plazmy nietermicznej o roznej
konstrukeji; zarowno reaktorow typu DBD (ang. Dielectric Barrier Discharge) - z barierg dielektryczng jak i
reaktoro6w bezbarierowych - typu PCD (ang. Pulsed Corona Discharge). Rezonansowy sposob pracy oraz
unikalna, autorska konstrukcja transformatora wysokiego napiecia powoduja znaczne ograniczenie wartosci
zewngtrznego pola elektromagnetycznego generowanego przez zasilacz wysokiego napigcia wykonany wedtug
proponowanej topologii.

W poczatkowych rozdziatach rozprawy autor omawia tematyke zimnej plazmy nietermicznej oraz dokonuje
obszernej analizy reaktorow do generacji zimnej plazmy o r6znej konstrukcji jako obciazenia o specyficznych
wlasciwoS$ciach. Praca obejmuje rowniez obszerny przeglad sposobdw zasilania reaktoré6w plazmy nietermiczne;j
oraz topologii zasilaczy wysokiego napigcia wraz z omowieniem ich wlasciwosci oraz specyfikacji obecnie
stosowanych urzadzen wykonanych na ich podstawie.

W gléwnej czesci pracy autor przedstawia proponowana topologie potprzewodnikowego zasilacza wysokiego
napigcia, ktorego podstawowymi cechami s3: prostota, uniwersalno$¢ i mozliwo$¢ wspoétpracy z obcigzeniami
pojemnos$ciowymi charakteryzujacymi si¢ duzg zmienno$cig parametrow i czgstym wystgpowaniem zwar¢. W
kolejnych rozdziatach oméwione zostaly obwody proponowanej topologii: rezonansowy uktad tadowania
pojemnosci o wysokiej sprawnosci, ktorego celem jest gromadzenie energii na potrzeby generacji pojedynczych
impulséw wysokiego napigcia, oraz uktad ksztalttowania impulsu wyjsciowego, w sktad ktérego wchodzi
transformator wysokiego napi¢cia bazujacy na transformatorze typu Tesla. Cechg charakterystyczng uktadu
wyj$ciowego jest stata i niezalezna od warunkoéw panujacych w obcigzeniu praca przy czgstotliwosci
rezonansowej obwodu utworzonego przez indukcyjnosci transformatora oraz obcigzenie pojemnosciowe. W
kolejnych rozdziatach autor wyjasnia zasady dziatania proponowanych uktadoéw, przedstawia zastosowane
modele elektryczne, opis analityczny, wykonane symulacje oraz ich wyniki wraz z ich omowieniem.
Przeprowadzone symulacje obejmuja rowniez analiz¢ polowa proponowanej konstrukcji transformatora
wysokiego napigcia wraz z pordwnaniem z obecnie stosowanymi konstrukcjami tego typu.

W celu praktycznej weryfikacji proponowanej topologii zaprojektowany oraz wykonany zostat prototyp
urzadzenia. Wyniki badan laboratoryjnych oraz rezultaty dwoch praktycznych aplikacji prototypu przedstawione
zostaty w koncowych rozdziatach pracy. Wyniki przeprowadzonych symulacji oraz badan eksperymentalnych
dowodza, ze proponowana topologia spetnia poczatkowe zatozenia projektowe oraz wymagania stawiane
zasilaczom wysokiego napiecia stosowanym w technologii plazmy nietermicznej.



